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Leyes de Conservacion

1.- Plantear ecuaciones de balance dinamico
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Modelacion Fenomenologica

2.- Expresar ecuaciones de balance, en funcion
de variables de entrada y salida.

3.- Determinar parametros
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Modelacion Fenomenologica

 Ejemplo 1: Termometro

Balance de calor: Q

dQ/dt = Qin +94n
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Modelacion Fenomenologica

Qin = k*A*( Text-Tter)/l

k: Conductividad térmica vidrio (1.1)
A: Area de Contacto
I: KEspesor vidrio

Qin =da >!<( Text-Tter)
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Modelacion Fenomenologica

Tter - CP*Q

Cp: Capacidad calorica Mercurio

dQ/dt = o *( Text- Cp*Q)

dQ/dt = =0 Cp*Q+(l T ext

Propuesto: Ajustar parametros obtener curva!!
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Trabajo en Clase

e Obtener el modelo fenomenologico
del siguiente sistema
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Trabajo en Clase

 Definir: Entradas, Salidas, Estado y
parametros.

* Plantear Leyes de Conservacion
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Modelacion Fenomenologica

e Conservacion de Masa:

@.—M- = f., :Tm - £~1 .Tov't
dt

M= £,V
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Modelacion Fenomenologica

S1 suponemos

Pm - ﬁk : ,;"‘ ] C:‘c
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Modelacion Fenomenologica
V = A [N A= T‘ “-1
Tou‘ > K L‘

d“\ < T\\v\ - KL‘

t A
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Modelacion Fenomenologica

h+ K o= 3
A A
Solucion homogénea
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Modelacion Fenomenologica

Solucion particular

(suponiendo F, = Cte) b\"" C*e
Koh=zIn Sp- e
A f K

Solucion General
hit)= o C ~+ E..‘:.
7 4
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Modelacion Fenomenologica

Aplicando Condicion inicial

h(t:0) = h,
_ T
=S X Ty
he® & * >

2 M= I’\o"-_f_!__h
K
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Modelacion Fenomenologica

'%t -Fll\

o=k, £+ 2 1-€
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Modelacion Fenomenologica

 Vaciado del Estanque:

F, =0 h,#0

 Llenado del Estanque:
F. 70 hy,=0
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Modelacion Fenomenologica

 Ejemplo Mecanico: Sistema
Resorte-Amortiguador
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Modelacion Fenomenologica
maz2ZF
M Xz Te=WX - [SX tw
.o ' - *
P ::Fe ina il L + 9
m

Solucion con Matlab-Simulink
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